inhalt

R Feiertag
N. Brackmann

J. Engemann
W Hedderich
J. Tompner

W Menz
G. Tschulena
HAJ. Gevatter

R. Einzinger
H. Grethen
W Pekruhn

K. Weingand
G. Gleske

H. Rieger

A E.F Wachtler

Seite
Technischer Wande! durch Mikrotechnik ]
Marktbedeutung der Mikrotechnik 19
Schichtaufbau- und Oberfléchenmodifikation durch plasma-
und ionengestiizte Prozesse 51
Herstellung, Charakierisierung und Anwendungen
von Diamantenschichten 73
Massenspekiroskopische und elekironenspekiroskopische
Verfahren zur Analyse dilnner Schichten 89
Aspekte der Mikrosystemiechnik 99
Moderne Miniaturisierungstechniken fir Sensoren 107
Fehlerkompensation mikromechanisch hergestellier
Beschleunigungssensoren 125
Grobformatige a-Si.H-Lesezeilen fir Dokumenten-Scanner 135
Planar-Kontakiscanner 165
Modell zur Opfimierung der Leistungsmerkmale
des Thermotransfer-Druckes 183
Grofformatige Druckkéimme 197
Flussigkristall-Anzeigen 211
Ferroelekirische Flussigkristalizellen 221

Flassigkristallwerkstoffe 235



